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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公開番号】特開2011-7778(P2011-7778A)
【公開日】平成23年1月13日(2011.1.13)
【年通号数】公開・登録公報2011-002
【出願番号】特願2010-110646(P2010-110646)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  35/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  37/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  35/00    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  37/00    １０１　
   Ｂ０１Ｊ  19/00    ３２１　

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月11日(2011.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
検体と特異的に相互作用するように適合された磁気応答性粒子（１２６；２２８）の使用
を含む、少なくとも１つの検体を含有する試料の自動分析のための遠心力式マイクロ流体
システム（１０１；２０１）であって、
少なくとも１つの回転自在な支持装置（１０３；２０３）と、
前記支持装置と共に回転するように前記支持装置に固定された少なくとも１つのマイクロ
流体装置（１０２；２０２）であって、少なくとも１つの流入領域（１１５，１１７；２
１５，２１７）と、前記少なくとも１つの流入領域に流体接続して前記試料の１つを受領
し、前記磁気応答性粒子（１２６；２２８）の保持に適合された少なくとも１つの保持領
域（１２０；２２０，２２４）を備えた少なくとも１つの反応チャンバ（１１９；２１９
，２２３）とを有する少なくとも１つのマイクロ流体構造体（１１４；２１４）を設けた
少なくとも１つのマイクロ流体装置と、
前記少なくとも１つの反応チャンバ（１１９；２１９，２２３）に含まれた磁気応答性粒
子を磁気操作するように適合された磁界を発生させるために、前記支持装置（１０３；２
０３）と共に回転するよう前記少なくとも１つの保持領域（１２０；２２０，２２４）に
対応して前記支持装置に固定された少なくとも１つの磁石（１２３；２２６）と、を備え
たシステム。
【請求項２】
前記マイクロ流体装置（１０２；２０２）が、前記少なくとも１つの保持領域（１２０）
と前記少なくとも１つの磁石（１２３）との間の距離を減少するために、前記少なくとも
１つの磁石（１２３）を収容するように適合された少なくとも１つの凹所（１２４）を設
けてなる請求項１記載のシステム（１０１；２０１）。
【請求項３】
前記マイクロ流体構造体（２１４）が、第１の保持領域（２２０）および該第１の保持領
域（２２０）と流体接続した第２の保持領域（２２４）を含み、前記システムが、さらに
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、前記磁気応答性粒子（２２８）を前記第１の保持領域に保持するように適合された磁界
を発生させるため前記支持装置（２０３）と共に回転するように前記支持装置に固定され
、前記少なくとも１つの第１の保持領域（２２０）に対応した少なくとも１つの第１の磁
石（２２６）と、前記磁気応答性粒子（２２８）を前記第２の保持領域（２２４）に保持
するように適合された磁界を発生させるため前記支持装置（２０３）と共に回転するよう
に前記支持装置に固定され、前記少なくとも１つの第２の保持領域（２２４）に対応した
少なくとも１つの第２の磁石（２２７）とを含む請求項１または２記載のシステム（２０
１）。
【請求項４】
前記マイクロ流体構造体（２１４）が、第１の保持領域（２２０）および該第１の保持領
域（２２０）と流体接続した第２の保持領域（２２４）を含み、前記システムが、さらに
、前記磁気応答性粒子（２２８）を前記第１の保持領域に保持するように適合された磁界
を発生させるため前記支持装置（２０３）と共に回転するように前記支持装置に固定され
、前記少なくとも１つの第１の保持領域（２２０）に対応した少なくとも１つの第１の磁
石（２２６）と、前記磁気応答性粒子（２２８）を前記第２の保持領域（２２４）に保持
するように適合された磁界を発生させるため前記支持装置（２０３）と共に回転するよう
に前記支持装置に固定され、前記少なくとも１つの第２の保持領域（２２４）に対応した
少なくとも１つの第２の磁石（２２７）と、前記支持装置（２０３）から離間した少なく
とも１つの第３の磁石（２３０）であって、前記支持装置（２０３）が前記少なくとも１
つの第３の磁石（２３０）に対して回転可能である、少なくとも１つの第３の磁石と、を
含む請求項１または２記載のシステム（２０１）。
【請求項５】
前記マイクロ流体装置（２１４）が、前記少なくとも１つの第１の磁石（２２６）と前記
少なくとも１つの第１の保持領域（２２０）との間の距離を減少するように、前記少なく
とも１つの第１の磁石（２２６）を収容するように適合された少なくとも１つの第１の凹
所と、前記少なくとも１つの第２の磁石（２２７）と前記少なくとも１つの第２の保持領
域（２２４）との間の距離を減少するように、前記少なくとも１つの第２の磁石（２２７
）を収容するように適合された少なくとも１つの第２の凹所とを設けてなる請求項３また
は４記載のシステム（２０１）。
【請求項６】
前記磁気応答性粒子（１２６；２２８）の磁気相互作用を増加するために、１つの前記磁
石の磁束を凝集するように適合された少なくとも１つの磁束凝集手段をさらに含む請求項
３～５のいずれか１項に記載のシステム（２０１）。
【請求項７】
前記少なくとも１つの第２の保持領域（２２４）が、前記少なくとも１つの第２の保持領
域（２２４）内に前記磁気応答性粒子（２２８）を蓄積するように適合された少なくとも
１つの案内面（２２９）を設けてなる請求項３～６のいずれか１項に記載のシステム（２
０１）。
【請求項８】
前記マイクロ流体構造体（２１４）が、第１の反応チャンバ（２１９）および第２の反応
チャンバ（２２３）を有し、前記第１の反応チャンバ（２１９）が前記第１の保持領域（
２２０）を備え、第２の反応チャンバ（２２３）が前記第２の保持領域（２２４）を備え
てなる請求項３～７のいずれか１項に記載のシステム（２０１）。
【請求項９】
検体と特異的に相互作用するように適合された磁気応答性粒子（１２６；２２８）の使用
を含む、少なくとも１つの検体を含有する試料の自動分析のための方法であって、次の工
程、
回転自在な支持装置（１０３；２０３）と、該支持装置と共に回転するように前記支持装
置に固定された少なくとも１つのマイクロ流体装置（１０２；２０２）とを含むマイクロ
流体システム（１０１；２０１）を提供する工程であって、前記マイクロ流体装置が、前
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記磁気応答性粒子を保持するための少なくとも１つの保持領域（１２０；２２０，２２４
）を含む少なくとも１つの反応チャンバ（１１９；２１９，２２３）を備えた少なくとも
１つのマイクロ流体構造体（１１４；２１４）を有してなる、工程と、
前記試料の１つを前記反応チャンバ（１１９；２１９，２２３）に案内する工程と、
前記磁気応答性粒子（１２６；２２８）を反応チャンバ（１１９；２１９，２２３）に案
内する工程と、
前記磁気応答性粒子（１２６；２２８）を磁気的に操作するように適合された磁界を前記
保持領域（１２０；２２０，２２４）に印加する工程と、
前記少なくとも１つの反応チャンバ（２２３）に含まれた前記磁気応答性粒子（２２８）
を蓄積するように適合された、前記マイクロ流体システム（２０１）に対して定常の磁界
を印加する工程とを含む方法。
【請求項１０】
前記磁気応答性粒子（２２８）を前記少なくとも１つの保持領域（２２４）に局所的に蓄
積するように、前記磁界に対して前記マイクロ流体装置（２０２）の往復回転運動を実施
し、その後、前記蓄積された粒子（２２８）と相互作用する検体を検出する工程を含む請
求項９記載の方法。
【請求項１１】
回転運動を実施することによって前記磁気応答性粒子（１２６；２２８）を径方向におい
て前後に移動する工程をさらに含み、該回転運動において、粒子（１２６；２２８）に作
用する磁力を上回るのに充分な遠心力が生成されるか、または磁力が遠心力を上回る遠心
力を生成するように前記マイクロ流体装置（１０２；２０２）が回転される請求項９また
は１０記載の方法。
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